2026年度前期　静電加速器施設マシンタイム申請書
First Half of the FY 2026 Application for Machine Time at IQMS-electrostatic Accelerator Facility
2026年度前期　静電加速器施設マシンタイム申請書
First Half of the FY 2026Application for Machine Time at IQMS-electrostatic Accelerator Facility
課題責任者：（　　　　　　　　　　　　　）
〈実験参加者票〉
	*1課題番号
Project No.
	2026年　　月　　日
Data D/　　　M/　　　/2025

	研究課題名
Research Title
	


	課題申請者
Applicant of Project
	氏名
Name
	Last/First/M

	職名
Title
	

	
	所属部課
Division
	

	
	TEL(Ext)：
	
	e-mail
	

	実験参加者
List of Research Participants
(Last/First/M)

*QLMSD側の現場対応代表者に〇をつけてください。
*Please circle for Liaison at QLMSD.
	氏名（所属機関）
Name (Institution)
	放射線管理区域
従事者登録
Registration of Radiation Worker
	動物管理区域
従事者登録
Work registration at animal-controlled area
	職名
Title
(QLMSDでの身分)
	連絡先
Tel/e-mail

	
	
	未登録 Not yet
申請中 In progress
登録済 Complete
	未登録 Not yet
申請中 In progress
登録済 Complete
	
	

	
	
	未登録 Not yet
申請中 In progress
登録済 Complete
	未登録 Not yet
申請中 In progress
登録済 Complete
	
	

	
	
	未登録 Not yet
申請中 In progress
登録済 Complete
	未登録 Not yet
申請中 In progress
登録済 Complete
	
	

	
	
	未登録 Not yet
申請中 In progress
登録済 Complete
	未登録 Not yet
申請中 In progress
登録済 Complete
	
	

	
	
	未登録 Not yet
申請中 In progress
登録済 Complete
	未登録 Not yet
申請中 In progress
登録済 Complete
	
	

	
	
	未登録 Not yet
申請中 In progress
登録済 Complete
	未登録 Not yet
申請中 In progress
登録済 Complete
	
	

	
	
	未登録 Not yet
申請中 In progress
登録済 Complete
	未登録 Not yet
申請中 In progress
登録済 Complete
	
	

	
	
	未登録 Not yet
申請中 In progress
登録済 Complete
	未登録 Not yet
申請中 In progress
登録済 Complete
	
	





〈マシンタイム希望日程表〉　※3回目以降の希望日程は書式をコピーして記入してください。
	施設名
Facilities
	PASTA
	SPICE
	NASBEE

	マシンタイム割当て希望日数（時間） Days(hours) requested
	1回目
1st
	時期
Date
	好都合な日程
Available Date
	不都合な日程（理由）
Unavailable Date (the Reason)
	作業責任者名（連絡先と所属）*
Principal Investigator
(Contact information) *

	
	
	〇月〇旬
mm/dd
	
	
	*実験に関して当日連絡が取れる方
Contact person at the experiment day.


	
	
	ビーム
コース名
Beam Course
	条件：イオン種/エネルギー/他
ion species/Energy/other
	PIXE (p He)           MeV
NASBEE (p d)         MeV

	
	
	
	PIXE　 (Conventional　 Microbeam　 in-air)　 SPICE
NASBEE　 (Conventional　 SPF)      その他施設 (Other facilities)

	
	
	実験形態
Experimental
condition
	試料照射（無生物）　　　　細胞照射　　　　　動物照射
Specimen irradiation (Inanimate)  Cell irradiation 　　　　 Animal irradiation
生物特殊試料　　　　　遺伝子組換え生物等　　　 RI　　その他
Biological specialty sample      Recombinant DNA        　  RI       Others

	
	
	実験条件
Research condition
	コース占有時間：　　　　　時間（日）
Time to occupy the beam course：　　　　Hour(day)

	
	
	施設への持込み予定品
The materials you will bring to the facilities
	機器類：
Equipment
試薬類（毒劇物、ボンベ、事前に合意・調整が必要な物）：
Reagent (Poisonous and deleterious / Cylinder / The materials we need to adjust and agree in advance.)

	
	2回目
2nd
	時期
Date
	好都合な日程
Available Date
	不都合な日程（理由）
Unavailable Date (the Reason)
	作業責任者名（連絡先と所属）*
Principal Investigator
(Contact information) *

	
	
	〇月〇旬
mm/dd
	
	
	*実験に関して当日連絡が取れる方
Contact person at the experiment day.


	
	
	ビーム
コース名
Beam Course
	条件：イオン種/エネルギー/他
ion species/Energy/other
	PIXE (p He)           MeV
NASBEE (p d)         MeV

	
	
	
	PIXE　 (Conventional　 Microbeam　 in-air)　 SPICE
NASBEE　 (Conventional　 SPF)      その他施設 (Other facilities)

	
	
	実験形態
Experimental
condition
	試料照射（無生物）　　　　細胞照射　　　　　動物照射
Specimen irradiation (Inanimate)  Cell irradiation 　　　　 Animal irradiation
生物特殊試料　　　　　遺伝子組換え生物等　　 RI　　その他
Biological specialty sample      Recombinant DNA          RI       Others

	
	
	実験条件
Research condition
	コース占有時間：　　　　　時間（日）
Time to occupy the beam course：　　　　Hour(day)

	
	
	施設への持込み予定品
The materials you will bring to the facilities
	機器類：
Equipment
試薬類（毒劇物、ボンベ、事前に合意・調整が必要な物）：
Reagent (Poisonous and deleterious / Cylinder / The materials we need to adjust and agree in advance.)



